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LEEG单晶硅压力变送器采用单晶硅技术压力传感

器，单晶硅压力传感器位于金属本体顶部，远离介质接

触面，实现机械隔离和热隔离，玻璃烧结一体的传感器

引线与金属基体的高强度电气绝缘，提高了电子线路的

灵活性能与耐瞬变电压保护的能力，可应对复杂的化学

场合和机械负荷，同时具备较强的抗电磁干扰能力，适

合苛刻的流程工业环境中压力、液位或流量测量应用。
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RoHS

RoHS

验证标准 IEC62321-1:2013

IEC62321-2:2013

IEC62321-4:2014

IEC62321-5:2014

IEC62321-6:2015

IEC62321-7-1:2015

0H180504.SLIUQ03

工业

立格科技（广州）有限公司

免费技术咨询：13710833879

www.gzleeg.com


